
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

研研究究内内容容：：  銀銀ナナノノ微微粒粒子子担担持持触触媒媒のの調調製製とと評評価価  

11..  高高活活性性AAggナナノノ粒粒子子担担持持触触媒媒のの開開発発  

銀(Ag)は、安価で豊富な資源量があり、カントリーリスクが

低く、様々な化学反応で触媒作用を示すことから、高価で希

少な白金族触媒(Pt, Pd)の代替材料の一つとして期待されて

います。Agナノ粒子（<10 nm）を担体材料に高密度に固定化

することによりAg担持触媒の活性を高め、環境浄化や化学

合成のための触媒として利用することを試みています。 

 

22..  下下記記のの分分析析機機器器をを用用いいてて、、材材料料のの分分析析・・評評価価をを行行ううここととががででききまますす。。  

 

所所属属：：  鶴岡工業高等専門学校 教育研究技術支援センター 

研研究究タタイイトトルル：：      

高活性銀ナノ粒子担持触媒の開発 

 

氏氏名名：：      矢作 友弘 ／ YAHAGI Tomohiro  EE--mmaaiill：：  yahagi@tsuruoka-nct.ac.jp 

職職名名：：  技術長 学学位位：：  博士（理学） 

所所属属学学会会・・協協会会：：  日本化学会 

キキーーワワーードド：：  金属ナノ粒子、触媒 

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・金属ナノ粒子の合成 

・材料特性評価 

 

提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  

透過型電子顕微鏡（TEM, JEM-2100, JEOL） 核磁気共鳴装置（NMR, JNM-ECZL400G, JEOL） 

X 線回折装置（XRD, MiniFlexII, Rigaku）  

紫外可視分光光度計(UV-Vis, UV-2600i, Shimadzu）  
  
    

  

  

TEM-EDS XRD FT-IR

NMRTG-DTAUV-Vis

ナノ材料の形態, 組成 結晶性材料の評価 含有成分の評価

分子構造の評価熱的特性の評価吸収(反射)特性評価
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所所属属：：  鶴岡工業高等専門学校 教育研究技術支援センター 

研研究究タタイイトトルル：：    

各種材料での切削条件の検討 
 

氏氏名名：：      佐藤 大輔 ／ SATO Daisuke EE--mmaaiill：：  dsato@tsuruoka-nct.ac.jp 

職職名名：：  副技術長 学学位位：：    

所所属属学学会会・・協協会会：：    

キキーーワワーードド：：  機械 

技技術術相相談談  

提提供供可可能能技技術術：：  

・切削条件の検討 

・各種工作機械の操作指導 

 
研研究究内内容容：：    

  近年、部品の低コスト化は当然のことながら、高機能化、高精度化が望まれている。そのために、汎用的 

な金属だけでなく、様々な性質を示す特殊金属、セラミックス、ガラスなどを使用する例が増えてきており、 

そのような材料も汎用金属のように加工可能としたいというニーズも高くなっている。これらの高性能材料 

の加工技術を地域に展開できれば、地元企業の事業の幅が広がると考えられる。 

そこで本校で保有しているマシニングセンタなど活用して、各種材料での加工条件と加工品質の関係を 

把握し、最適切削条件を出す事を目的とする。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDuurraaVVeerrttiiccaall55006600 森森精精機機  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：    

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））  

マシニングセンタ DuraVertical5060 森精機   

立フライス盤 ２MW―V 日立   

旋盤 LR-55A ワシノ   
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